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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 1071-10:2009) wurde von der Arbeitsgruppe „Prüfung von keramischen Beschichtun-
gen“ des CEN/TC 184 „Hochleistungskeramik“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Großbritannien) 
gehalten wird. 

Zur EN 1071-10 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachöffentlichkeit kein 
Interesse an diesem Normungsthema bekundet wurde. 

Änderungen 

Gegenüber DIN CEN/TS 1071-10:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Inhalt redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN CEN/TS 1071-10: 2004-10 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 1071-10:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 „Hochleistungskeramik“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2010, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2010 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können, 
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, 
einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ist Ersatz für CEN/TS 1071-10:2004. 

EN 1071 Hochleistungskeramik — Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten besteht aus den folgenden 
Teilen: 

 Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer 

 Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke mit dem Kalottenschleifverfahren 

 Teil 3: Bestimmung der Haftung und Formen des mechanischen Versagens mit dem Ritztest 

 Teil 4: Bestimmung der chemischen Zusammensetzung durch Elektronenstrahl-Mikrobereichsanalyse 
(ESMA) 

 Teil 5: Bestimmung der Porosität (zurückgezogen) 

 Teil 6: Bestimmung der Beständigkeit gegen Abriebverschleiß von Schichten mittels Mikroabriebprüfung 

 Teil 7: Bestimmung der Härte und des Elastizitätsmoduls durch instrumentierte Eindringprüfung 

 Teil 8: Rockwell-Eindringprüfung zur Bewertung der Haftung 

 Teil 9: Bestimmung der Bruchdehnung 

 Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke mittels Querschliff 

 Teil 11: Bestimmung der inneren Spannung nach der Stoney-Gleichung 

 Teil 12: Schwingungs-Verschleißprüfung1) 

 Teil 13: Bestimmung der Verschleißrate mittels Stift-Scheibe-Prüfung1) 

Die Teile 8 und 11 sind Technische Spezifikationen. Teil 7 wurde zurückgezogen aufgrund der Veröffent-
lichung von EN ISO 14577-4:2007. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

 
                                                      

1) In Vorbereitung zz. der Veröffentlichung dieser Europäischen Norm. 
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